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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月28日(2011.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影光学系と液体とを介して基板上に露光光を照射して、前記基板を露光する露光装置
において、
　前記液体を供給するとともに前記液体を回収する液浸機構を備え、
　前記液浸機構は、前記露光光の光路空間の外側の第１の位置に設けられ、液体を供給す
る液体供給口と、
　前記液体供給口から供給された液体が前記光路空間を介して該光路空間の外側の前記第
１の位置とは異なる第２の位置に向かって流れるように配置されたガイド部材と、を備え
た露光装置。
【請求項２】
　前記ガイド部材は、前記投影光学系の像面側に配置され、前記露光光が通過する開口部
を有する請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記開口部は、略十字状である請求項２に記載の露光装置。
【請求項４】
　前記液体供給口は、前記投影光学系と前記ガイド部材との間の空間を含む内部空間に液
体を供給する請求項２又は３に記載の露光装置。
【請求項５】
　前記液体供給口は、前記光路空間を挟んだ両側のそれぞれに設けられている請求項１～
４のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項６】
　前記第２の位置又はその近傍に排気口が配置されている請求項１～５のいずれか一項に
記載の露光装置。
【請求項７】
　前記排気口は、前記投影光学系の像面周囲の気体と接続されている請求項６に記載の露
光装置。
【請求項８】
　前記排気口は、吸気系に接続されている請求項６に記載の露光装置。
【請求項９】
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　前記排気口は、前記光路空間を挟んだ両側のそれぞれに設けられている請求項６～８の
いずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記ガイド部材は、前記第１の位置から前記光路空間に向かう流れを形成する第１ガイ
ド部と、
　前記光路空間から前記第２の位置に向かう流れを形成する第２ガイド部とを有し、
　前記第１ガイド部によって形成される流路と前記第２ガイド部によって形成される流路
とは交差している請求項１～９のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１１】
　前記第１ガイド部と前記第２ガイド部とによって略十字状の開口部が形成されている請
求項１０に記載の露光装置。
【請求項１２】
　前記露光光は、前記略十字状の開口部の中央部を通過する請求項１１に記載の露光装置
。
【請求項１３】
　前記第１ガイド部によって形成される流路の幅と前記第２ガイド部によって形成される
流路の幅とはほぼ同じである請求項１０～１２のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記第２ガイド部によって形成される流路の幅は前記第１ガイド部によって形成される
流路の幅よりも小さい請求項１０～１３のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１５】
　第１位置から前記光路空間を介して第２位置へ流れる液体の流路が屈曲している請求項
１～１４に記載の露光装置。
【請求項１６】
　前記液体の流路が前記光路空間またはその近傍で屈曲している請求項１５に記載の露光
装置。
【請求項１７】
　前記ガイド部材は、前記基板と対向するように配置された平坦部を有する請求項１～１
６のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項１８】
　前記平坦部は、前記基板の表面と略平行となるように配置される請求項１７に記載の露
光装置。
【請求項１９】
　前記平坦部は、前記露光光の光路を囲むように配置される請求項１７又は１８に記載の
露光装置。
【請求項２０】
　前記平坦部は、前記投影光学系の像面側の端面と前記基板との間に、前記露光光が照射
される投影領域を囲むように配置される請求項１７～１９のいずれか一項に記載の露光装
置。
【請求項２１】
　前記液体供給口は、前記露光光が照射される投影領域に対して前記平坦部の外側に配置
されている請求項１７～２０のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項２２】
　前記液浸機構は、前記露光光の光路に対して前記平坦部よりも外側に、前記基板と対向
するように配置された液体回収口を備える請求項１７～２１のいずれか一項に記載の露光
装置。
【請求項２３】
　前記液体回収口は、前記投影領域に対して前記平坦部の外側で、且つ前記平坦部を取り
囲むように配置されている請求項２２に記載の露光装置。
【請求項２４】
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　前記液体回収口は、前記露光光が照射される投影領域に対して前記液体供給口の外側に
配置されている請求項２２又は２３に記載の露光装置。
【請求項２５】
　前記液浸機構は、前記基板の表面と対向するように形成された斜面を有し、
　前記液体回収口が前記斜面に形成されている請求項２２～２４のいずれか一項に記載の
露光装置。
【請求項２６】
　前記斜面は、前記露光光の光軸から離れるにつれて、前記基板表面との間隔が大きくな
るように形成されている請求項２５に記載の露光装置。
【請求項２７】
　前記液浸機構は、前記斜面の周縁に、前記液体の漏出を抑制するための壁部を有する請
求項２５又は２６に記載の露光装置。
【請求項２８】
　前記液体回収口には多孔部材が配置されている請求項２２～２７のいずれか一項に記載
の露光装置。
【請求項２９】
　前記平坦部と前記液体回収口との間に配置された溝部を有する請求項２２～２８のいず
れか一項に記載の露光装置。
【請求項３０】
　前記液体回収口は、前記溝部を囲むように配置される請求項２９に記載の露光装置。
【請求項３１】
　前記液浸機構は、前記露光光の光路に対して前記平坦部の外側において前記平坦部に対
して傾斜するように配置された斜面を有する請求項１７～２１のいずれか一項に記載の露
光装置。
【請求項３２】
　前記斜面は、前記基板の表面が対向可能である請求項３１に記載の露光装置。
【請求項３３】
　前記液浸機構は、前記斜面の周縁に、前記液体の漏出を抑制するための壁部を有する請
求項３１又は３２に記載の露光装置。
【請求項３４】
　前記平坦部と前記斜面との間に配置された溝部を有する請求項３１～３３のいずれか一
項に記載の露光装置。
【請求項３５】
　前記溝部は、前記基板の表面に対して傾斜する請求項２９、３０、３４のいずれか一項
に記載の露光装置。
【請求項３６】
　前記溝部は、前記基板が対向するように配置された第１開口を有する請求項２９、３０
、３４、３５のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項３７】
　前記溝部は、前記第１開口を介して、前記投影光学系の像面周囲の気体と流通している
請求項３６に記載の露光装置。
【請求項３８】
　前記溝部は、大気開放のための第２開口を有する請求項３６又は３７に記載の露光装置
。
【請求項３９】
　前記溝部に流通路を介して接続された吸引装置を備える請求項３６～３８のいずれか一
項に記載の露光装置。
【請求項４０】
　前記基板の液浸露光中において、前記吸引装置の駆動は停止される請求項３９に記載の
露光装置。
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【請求項４１】
　前記吸引装置の駆動により、前記溝部の内部空間が負圧にされ、前記第１開口から液体
が回収される請求項３９又は４０に記載の露光装置。
【請求項４２】
　前記液浸機構は、前記露光光が通過する開口部が形成された板状部材を有し、
　前記板状部材の一方の面を前記平坦部として、前記基板の表面と対向するように前記板
状部材が配置される請求項１７～４１のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項４３】
　前記液体供給口は、前記投影光学系の下面と前記板状部材との間の隙間に前記液体を供
給する請求項４２に記載の露光装置。
【請求項４４】
　前記液浸機構は、前記基板の露光中に、前記液体の供給と回収とを続ける請求項１～４
３のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項４５】
　前記液浸機構は、前記基板の表面が対向可能な前記投影光学系の端面と前記基板との間
において前記基板に平行に対向するように配置され、且つ露光光の光路を取り囲むように
配置された平坦面を有するプレート部材を有し、
　前記投影光学系の端面近傍に設けられた供給口から前記光学系の端面と前記プレート部
材との間の空間へ液体を供給するとともに、前記露光光の光路に対して前記プレート部材
の平坦面よりも離れた位置に、且つ基板と対向するように配置された液体回収口から液体
を回収する請求項１～１６のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項４６】
　前記プレート部材は、前記光学系の端面と対向する第１面と前記基板と対向する第２面
とを有する請求項４５に記載の露光装置。
【請求項４７】
　前記供給口は、前記露光光の光路の両側に配置されている請求項４５又は４６に記載の
露光装置。
【請求項４８】
　前記供給口から、前記光学系の端面と前記プレート部材との間の空間に気体を供給可能
である請求項４５～４７のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項４９】
　前記液浸機構は、前記供給口とは別に、前記光学系の端面と前記プレート部材との間の
空間に接続された開口を有する請求項４５～４８のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項５０】
　前記開口を介して前記光学系の端面と前記プレート部材との間の空間内の気体が排出さ
れる請求項４９に記載の露光装置。
【請求項５１】
　前記開口を介して前記光学系の端面と前記プレート部材との間の空間内の液体が回収さ
れる請求項４９又は５０に記載の露光装置。
【請求項５２】
　前記露光光の光路空間を非液浸状態とするために、前記開口から液体の回収が行われる
請求項５１に記載の露光装置。
【請求項５３】
　前記開口は、吸引機構に接続されている請求項４９～５２のいずれか一項に記載の露光
装置。
【請求項５４】
　前記開口は、前記光学系の端面と前記プレート部材との間の空間へ気体を供給可能であ
る請求項４９～５３のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項５５】
　前記プレート部材は、前記露光光の照射領域の形状に応じて、前記露光光が通過する所
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定形状の開口を有する請求項４５～５４のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項５６】
　前記プレート部材は、前記露光光が通過する開口を有し、
　前記プレート部材の一方面と前記光学部材の端面との間の空間へ供給された液体が、前
記開口を介して、前記プレート部材の他方面と前記基板との間の空間へ流入可能である請
求項５５に記載の露光装置。
【請求項５７】
　前記供給口は、前記プレート部材の平坦面より上方に配置されている請求項４５～５６
のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項５８】
　前記供給口が、基板と平行な方向に液体を送出する請求項５７に記載の露光装置。
【請求項５９】
　前記基板の露光中に、前記供給口からの液体供給と前記回収口から液体回収とを続けて
、前記光学系の端面と前記基板との間に液体で満たされる請求項４５～５８のいずれか一
項に記載の露光装置。
【請求項６０】
　前記液浸機構は、前記露光光の光路に対して前記プレート部材の平坦面の外側にその平
坦面に対して傾斜した斜面を有する請求項４５～５９のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項６１】
　前記回収口は、前記斜面に形成されている請求項６０に記載の露光装置。
【請求項６２】
　前記回収口は、前記露光光の光路に対して前記斜面の外側に形成されている請求項６０
に記載の露光装置。
【請求項６３】
　前記液浸機構は、前記斜面と前記基板との間に、前記基板上の一部に形成された液浸領
域の界面を形成可能である請求項６０～６２のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項６４】
　前記斜面は、前記平坦面に対して３～２０度の角度で傾斜している請求項６０～６３の
いずれか一項に記載の露光装置。
【請求項６５】
　前記ガイド部材は、前記露光光の光路空間の液体中に気体が留まるのを防止するために
配置されている請求項１～６４のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項６６】
　前記ガイド部材は、前記光路空間内において渦流が生成されないように液体を流す請求
項１～６５のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項６７】
　請求項１～請求項６６のいずれか一項に記載の露光装置を用いるデバイス製造方法。
【請求項６８】
　光学部材と液体とを介して基板に露光光を照射して前記基板を露光する露光方法であっ
て、
　前記光学部材の端面と対向するように基板を配置することと、
　前記露光光の光路空間の外側の第１位置に設けられた液体供給口から前記液体を供給す
ることと、
　前記液体供給口から供給された前記液体が前記光路空間を介して前記光路空間の外側の
前記第１位置とは異なる第２位置に向かって流れるようにガイド部材を使ってガイドする
ことと、
　前記液体を介して前記基板上に露光光を照射して、前記基板を露光することと、を含む
露光方法。
【請求項６９】
　請求項６８に記載の露光方法を用いるデバイス製造方法。
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